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15) 薄膜引張試験装置
株式会社豊田中央研究所
土屋 智由
特願2001-19472 (2001年1月29日)，特開2002-221474, 特許3360683号（2002年10月18日）
16) 振動式検出器
株式会社豊田中央研究所
土屋 智由，船橋 博文，坂田 二郎
特願H10-324913 (1998年11月16日)，特開2000-146592
17) 密閉容器及びその製造方法
株式会社豊田中央研究所
船橋 博文，土屋 智由，坂田 二郎，景山 恭行
特願H10-327459 (1998年11月2日)，特開2000-138381
18) 微小真空容器及びその製造方法
株式会社豊田中央研究所
景山 恭行，土屋 智由，船橋 博文，坂田 二郎
特願H10-306360 (1998年10月13日)，特開2000-124470
19) 微小密閉容器及びその製造方法
株式会社豊田中央研究所
坂田 二郎，景山 恭行，土屋 智由，船橋 博文
特願H10-306359 (1998年10月13日)，特開2000-124469
20) 多孔質透過膜及び微小容器の製造方法
株式会社豊田中央研究所
景山 恭行，土屋 智由，船橋 博文，坂田 二郎
特願H10-306358 (1998年10月13日)，特開2000-124188，特許3468127号（2003年9月5日）
21) 振動型半導体センサ及びその製造方法
株式会社豊田中央研究所
船橋 博文，土屋 智由，坂田 二郎，景山 恭行，藤塚 徳夫
特願H10-239496 (1998年8月11日)，特開2000-055931, 特許3376925号（2002年12月6日）
22) 振動式検出器
株式会社豊田中央研究所
土屋 智由，船橋 博文，坂田 二郎
特願H10-236331 (1998年8月7日)，特開2000-055670
23) 被処理構造体の表面処理方法
株式会社豊田中央研究所
坂田 二郎，土屋 智由，船橋 博文
特願H10-324913 103798(1998年3月31日)，特開平11-288929, 特許3331957号（2002年7月26日）
24) 疲労試験装置
株式会社豊田中央研究所
土屋 智由，坂田 二郎，多賀 康訓
特願H8-347448 (1996年12月26日)，特開平10-185787
25) 多結晶シリコン薄膜の製造方法および多結晶シリコン薄膜構造体素子
株式会社豊田中央研究所，トヨタ自動車株式会社，株式会社デンソー
景山 恭行，土屋 智由，坂田 二郎，山崎 信也，橋本 雅人，青 建一，金丸 健次
特願H8-212832 (1996年8月12日)，特開H10-056186, 特許3566809号（2004年6月18日）
26) 薄膜引張試験方法および装置
株式会社豊田中央研究所
土屋 智由，田畑 修
特願H7-343865 (1995年12月28日)，特開H9-184794, 特許3319257号（2002年6月21日）
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張文磊，上杉晃生，平井義和，土屋智由，田畑修
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18) 心筋細胞外電位計測を目指したPDMS埋め込み型電極アレイの作製プロセス
大牧達矢, 平井義和, 亀井謙一郎, 土屋智由, 田畑修
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鷹尾 祥典，小泉 宏之，土屋 智由，長尾 昌善
第14回真空ナノエレクトロニクスシンポジウム，日本学術振興会，アクトシティ浜松，浜松，2017年3月2-3日，3-11
21) 心筋細胞外電位測定のためのPDMS埋め込み型電極アレイ
大牧 達矢, 平井 義和, 亀井 謙一郎, 土屋 智由, 田畑 修
平成29年電気学会全国大会，富山大学，富山，2017年3月15日-17日, 3-119.
22) 【招待講演】光MEMSデバイスのレーザレーダ応用
土屋 智由
第64回応用物理学会春季学術講演会，パシフィコ横浜，横浜，2017年3月14日-17日, 16p-303-2
23) 薬物動態試験おける細胞外電位測定を目的としたPDMS 埋め込み型電極アレイ
大牧 達矢, 平井 義和, 亀井 謙一郎, 土屋 智由, 田畑 修
シンポジウム：細胞アッセイ技術の現状と将来，細胞アッセイ研究会，東京大学，東京，2017年1月31日
24) 【招待講演】Fracture Fabrication: 破壊を制御しデバイスを創製する
土屋 智由
第33回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム, 電気学会, 平戸, 2016年10月24-26日, 24pm3-E-1.
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第33回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム, 電気学会, 平戸, 2016年10月24-26日, 24pm2-B-5.
26) せん断型ひずみゲージ集積化単結晶シリコンマイクロ構造並列引張試験デバイス
安田莞司，上杉晃生, 平井義和, 土屋智由, 田畑修
日本機械学会2016年度年次大会, 日本機械学会, 九州大学，福岡, 2016年9月11-14日, J2210105.
27) サブミクロンギャップを有する静電容量型センサにおけるプルイン防止設計
土屋智由, 松井祐樹，平井義和, 田畑修
日本機械学会2016年度年次大会, 日本機械学会, 九州大学，福岡, 2016年9月11-14日, J2210106.
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張 文磊，上杉晃生, 平井義和, 土屋智由, 田畑修
日本機械学会2016年度年次大会, 日本機械学会, 九州大学，福岡, 2016年9月11-14日, J2210305.
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上杉晃生, 平井義和, 土屋智由, 田畑修
日本機械学会2016年度年次大会, 日本機械学会, 九州大学，福岡, 2016年9月11-14日, J2210306.
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第60回宇宙科学技術連合講演会，函館アリーナ, 函館, 2016年9月6-9日, P14.
32) イオン液体を用いたエレクトロスプレースラスタにおけるビーム引き出し特性の電極形状依存
中川洋人，土屋智由，鷹尾祥典
第60回宇宙科学技術連合講演会，函館アリーナ, 函館, 2016年9月6-9日, P17.
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土屋智由, 松井祐樹，平井義和, 田畑修
Dynamics and Design Conference 2015 (D&D2015), 日本機械学会, 山口大学，宇部, 2016年8月23-26日, 講演番号520
35) 抗がん剤副作用を再現する生体外モデルBody on a Chipの開発
亀井謙一郎, 平井義和, 加藤義基, 土屋智由, 田畑修
日本組織培養学会第89回大会, 日本組織培養学会, 大阪, 2016年5月25-26日, p.65
36) イオン液体を用いたエレクトロスプレースラスタ におけるイオンビーム抽出特性
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日本航空宇宙学会第47期年会講演会，東京大学　山上会館, 東京, 2016年4月14-15日, 1D06.
37) Multi-Patterning with Numerical Optimization for DMD-Based Three-Dimensional Lithography
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平成28年電気学会全国大会, 電気学会, 仙台,  2016年3月16-18日, 3-146
38) 抗がん剤副作用を再現する生体モデルBody on a Chipの開発
亀井謙一郎, 平井義和, 加藤義基, 土屋智由, 田畑修
細胞アッセイ技術の現状と将来, 細胞アッセイ研究会, 東京, 2016年1月19日, p. 53
39) 表面電荷制御を用いた拡張ナノ高効率プロトン伝導体の開発
徐ハンギョル, Yuriy Pihosh, 嘉副裕, 馬渡和真, 北村健二, 田畑修, 土屋智由, 北森武彦
化学とマイクロ・ナノシステム学会第32回研究会, 化学とマイクロ・ナノシステム学会, 北九州, 2015年11月26-27日, 3P08.
40) 抗がん剤副作用を生体外で再現するBody on a Chipの開発
亀井謙一郎, 平井義和, 加藤義基, 土屋智由, 田畑修
化学とマイクロ・ナノシステム学会第32回研究会, 化学とマイクロ・ナノシステム学会, 北九州, 2015年11月26-27日, 2P31
41) 顕微ラマン分光による単結晶シリコンマイクロ構造の動的応力測定
土屋智由, 小北雄亮, 平井義和, 田畑修
M&M2015材料力学カンファレンス, 日本機械学会, 横浜, 2015年11月21-23日, OS1418-467.
42) (110)単結晶シリコンマイクロ構造の高温引張破壊特性
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第7回マイクロ・ナノ工学シンポジウム, 日本機械学会, 新潟, 2015年10月28-30日, 29pm3-PN-049.
43) マイクロスケールシリコンの結晶方位に依存した疲労破壊と応力解析
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第32回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム, 電気学会, 新潟, 2015年10月28-30日, 29pm2-B-1.
44) 熱酸化により直径制御した架橋構造シリコンナノワイヤのSOI-MEMS集積化
邊見哲也, 平井義和, 土屋智由, 田畑修
第7回マイクロ・ナノ工学シンポジウム, 日本機械学会, 新潟, 2015年10月28-30日, 29pm1-F-2.
45) 3次元微細加工を応用したBody on a Chipの開発
加藤義基, 平井義和, 亀井謙一郎, 土屋智由, 田畑修
第32回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム, 電気学会, 新潟, 2015年10月28-30日, 30pm1-A-2.
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47) 静電駆動MEMS光チョッパを用いた時間分解顕微ラマン応力測定
土屋智由, 小北雄亮, 平井義和, 田畑修
日本機械学会2015年度年次大会, 日本機械学会, 札幌, 2015年9月13-16日, J2210406.
48) ひずみゲージ集積型単結晶シリコンマイクロ構造の並列引張疲労試験
上杉晃生, 平井義和, 土屋智由, 田畑修
日本機械学会2015年度年次大会, 日本機械学会, 札幌, 2015年9月13-16日, J2210404.
49) シリコン単結晶における破壊の結晶方位依存性と製造歩留り
池原毅，土屋智由
日本機械学会2015年度年次大会, 日本機械学会, 札幌, 2015年9月13-16日, J2210305.
50) 1軸加振器を用いたMEMS3 軸加速度センサの感度マトリックス測定
土屋智由, 中野篤，平井義和, 田畑修, 梅田章
Dynamics and Design Conference 2015 (D&D2015), 日本機械学会, 弘前, 2015年8月25-28日, 講演番号731.
51) Browinian Dynamics Simulation for Electrophorectic Migration of DNA Nanostructures in a Aanochannel
朴晟洙, 馬志鵬, 山下直輝, 川合健太郎, 平井義和, 土屋智由, 田畑修
平成27年度電気学会センサ・マイクロマシン部門総合研究会(合同研究会), 九州大学, 福岡, 2015年7月2-3日, PHS-15-25, CHS-15-38, MSS-15-10, BMS-15-31.
52) Determining the Annealing Factors for the Self-Assembly of DNA Origami and its Polymerization
馬志鵬, 朴晟洙, 山下直輝, 平井義和, 土屋智由, 田畑修
平成27年度電気学会センサ・マイクロマシン部門総合研究会(合同研究会), 九州大学, 福岡, 2015年7月2-3日, PHS-15-24, CHS-15-37, MSS-15-9, BMS-15-30.
53) 駆動電極可動型MEMS静電可変形状ミラーの数理解析モデルの構築
宇野亜季子, Vijay Kumar Singh, 平井義和, 土屋智由, 田畑修
平成27年度電気学会センサ・マイクロマシン部門総合研究会(マイクロマシン・センサシステム研究会), 九州大学, 福岡, 2015年7月2-3日, MSS-15-24.
54) 3次元微細加工技術を応用したＸ線１分子動態計測用低ノイズマイクロチャンバの開発
田原樹生, 平井義和, 清水啓史, 土屋智由, 田畑修
平成27年度電気学会センサ・マイクロマシン部門総合研究会(バイオ・マイクロシステム研究会), 九州大学, 福岡, 2015年7月2-3日, BMS-15-36
55) DNAオリガミ架橋構造のシリコン基板への選択的形成
森裕都, 馬志鵬, 朴晟洙, 平井義和, 土屋智由, 田畑修
平成27年電気学会全国大会, 東京都市大学, 2015年3月24-26日, 3-095.
56) MEMS3軸加速度センサのマトリックス感度並列計測
土屋智由, 中野篤, 平井義和, 田畑修, 梅田章
第62回応用物理学会春季学術講演会, 東海大学, 平塚, 2015年3月11-14日, 12p-D15-4.
57) 灌流システムを搭載した副作用検査デバイス ～ヒトES/iPS由来のBody on a chipを目指して～
加藤義基, 平井義和, 亀井謙一郎, 土屋智由, 田畑修
細胞アッセイ技術の現状と将来, 東京大学, 東京, 2015年1月13日, p.12.
58) Revealing the radial elastic modulus of multi-layered DNA origami by AFM nanoindentation
Zhipeng Ma, Seongsu Park, Yuto Mori, Yoshikazu Hirai, Toshiyuki Tsuchiya, Osamu Tabata
第58回日本学術会議材料工学連合講演会, 日本学術会議材料工学委員会,他関連34学協会, 京都(October, 2014), XXX.
59) An Optimization Tool for 3D Lithography Utilizing DMD-based Maskless Exposure System
Xiaoxu Ma, Yoshiki Kato, Yoshikazu Hirai, Floris van Kempen, Fred van Keulen, Toshiyuki Tsuchiya, Osamu Tabata
第31回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム, くにびきメッセ, 松江(October, 2014), XXX.
60) 金ナノ粒子二量体の規則的配列構造による高感度表面増強ラマン分光
菅野公二, 松井大門, 土屋智由, 田畑修
第31回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム, くにびきメッセ, 松江，2014年10月20-22日, 20pm1-B1.
61) マイクロ構造上の面粗さによる強度低下の簡単な見積もり方法
池原毅，土屋智由
第31回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム くにびきメッセ, 松江，2014年10月20-22日, 21pm2-A2.
62) MEMS慣性力センサの信頼性
土屋智由
第6回「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」, くにびきメッセ, 松江，2014年10月20-22日, 20pm1-F6.
63) 単結晶シリコンマイクロ構造体の引張応力下における脆性延性遷移
上杉晃生,平井義和, 土屋智由, 田畑修
第6回「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」, くにびきメッセ, 松江，2014年10月20-22日, 20pm3-PM005.
64) 一本鎖DNAにより孤立アセンブルした単層カーボンナノチューブの電気特性
外薗洸佑, 鈴木淳也, 平井義和, 土屋智由, 田畑修
第6回「集積化 MEMS シンポジウム」, くにびきメッセ, 松江，2014年10月20-22日, 20pm1-C1.
65) X線1分子動態計測法で用いる低ノイズ観測チャンバの開発
平井義和, 田畑修, 清水啓史
化学とマイクロ・ナノシステム学会第30回研究会, 化学とマイクロ・ナノシステム学会, 北海道大学, 札幌(October, 2014), 2P22.
66) 多段ICP-RIEプロセスにより一括作製したシリコンナノワイヤのMEMS引張試験
土屋智由, 鈴木淳也, 平井義和, 田畑修
日本機械学会2014年度年次大会, 東京電機大学, 東京, 2014年9月7-10日, J2240106.
67) 時間分解顕微ラマン分光のための両側静電駆動MEMS光チョッパ
小北雄亮, 谷山彰, 平井義和, 土屋智由, 田畑修
日本機械学会2014年度年次大会, 東京電機大学, 東京, 2014年9月7-10日, J2240206.
68) 赤外集光加熱を用いた単結晶シリコンマイクロ構造体の真空中高温引張試験
上杉晃生, 安富貴浩, 平井義和, 土屋智由, 田畑修
日本機械学会2014年度年次大会, 東京電機大学, 東京, 2014年9月7-10日, J2240303.
69) シリコン微小構造の表面粗さによる応力効果の推定
池原毅，土屋智由
日本機械学会2014年度年次大会, 東京電機大学, 東京，2014年9月7-10日, J2240306.
70) 単結晶シリコンの高温機械的特性評価に向けた赤外光集光加熱による真空中高温引張試験
上杉晃生, 平井義和, 土屋智由, 田畑修
日本実験力学会2014年度年次講演会, 兵庫県立大学, 姫路，2014年8月28-30日, XXX.
71) MEMS3軸加速度センサの並列校正手法の検討
土屋智由, 中野篤, 平井義和, 田畑修
Dynamics and Design Conference 2014(D&D2014), 日本機械学会, 上智大学, 東京, 2014年8月26-29日, 講演番号528.
72) エキシマレーザ照射による単結晶シリコンマイクロ構造の表面改質おび引張強度向上
土屋智由, Mohamed E. Mitwally, 平井義和, 田畑修, Sherif Sedky
日本機械学会 M&M2014材料力学カンファレンス,  福島大学，福島(July, 2014), OS1513.
73) 5-アミノレブリン酸による蛍光検出を使った膀胱癌細胞分別マイクロ流体システム
平井義和, 高木大介, 穴井智, 千原良友, 土屋智由, 藤本清秀, 平尾佳彦, 田畑修
平成26年度電気学会センサ・マイクロマシン部門総合研究会(バイオ・マイクロシステム研究会), 電気学会, 東京大学, 東京(May, 2014), pp. 85-90.
74) 一方向に配列した金ナノ粒子二量体構造の表面増強ラマン分光特性評価
菅野公二, 松井大門, 土屋智由, 田畑修
平成26年度電気学会センサ・マイクロマシン部門総合研究会(マイクロマシン・センサシステム研究会), 電気学会, 東京大学, 東京(May, 2014), MSS-14-011, pp. XXX.
75) 蛍光検知とマイクロ流路を用いた光力学尿細胞診
高木大介, 平井義和, 穴井智, 千原良友, 土屋智由, 藤本清秀, 平尾佳彦, 田畑修
第23回泌尿器科分子・細胞研究会, 泌尿器科分子・細胞研究会, 山形(March, 2014), p. 84.
76) 蛍光検出とマイクロ流路を用いた尿中癌細胞分別システム
高木大介, 平井義和, 穴井智, 千原良友, 藤本清秀, 土屋智由, 平尾佳彦, 田畑修
化学とマイクロ・ナノシステム学会第28回研究会, 化学とマイクロ・ナノシステム学会, イーグレ姫路, 姫路, 2013年12月5-6日, 3P1.
77) 粗視化モデルを用いたMEMS化学増幅型ネガレジストの分子構造依存性解析
柳生裕聖, 平井義和, 土屋智由, 田畑修
第30回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム, 電気学会, 仙台国際センター,仙台, 2013年11月5-7日, 5PM3-PSS-117
78) 時間分解顕微ラマン分光によるSi振動子の動的応力測定のための両側静電駆動型MEMS光チョッパ
小北雄亮, 谷山彰, 平井義和, 田畑修, 土屋智由
第30回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム, 電気学会, 仙台国際センター,仙台, 2013年11月5-7日, 5PM3-PSS-013
79) 原子磁気センサのための新規なオンチップアルカリ金属蒸気セルの作製手法と評価
辻本和也, 藩和宏, 平井義和, 菅野公二, 土屋智由, 水谷夏彦, 田畑修
第30回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム, 電気学会, 仙台国際センター,仙台, 2013年11月5-7日, 6AM2-A-4.
80) 静電容量型SOI3軸加速度センサの角速度横感度
中野篤, 平井義和, 菅野公二, 土屋智由, 田畑修
第30回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム, 電気学会, 仙台国際センター,仙台, 2013年11月5-7日, 6PM3-PSS-058.
81) 多結晶シリコン薄膜の面外共振振動による疲労破壊に及ぼす温度・湿度の影響評価
種村友貴，山下秀一，和戸弘幸，竹内幸裕，田畑修，土屋智由
M&M2013材料力学カンファレンス, 日本機械学会, 岐阜大学, 2013年10月11-14日, OS1211.
82) Atomic MEMS のための新規なアルカリ金属蒸気セル作製手法
辻本和也, 平井義和, 菅野公二, 土屋智由, 藩和宏, 水谷夏彦, 田畑修
2013年電子情報通信学会・ソサイエティ大会, 電子情報通信学会, 福岡工業大学, 2013年9月17-20日, pp. S28-S29 (基礎・境界ソサイエティ).
83) (100)及び(110)単結晶シリコンにおける引張強度の結晶方位依存性
上杉晃生，平井義和，菅野公二，土屋智由，田畑修
日本機械学会2013年度年次大会, 日本機械学会, 岡山大学, 岡山, 2013年9月8-11日, J211013.
84) 多段ICP-RIEプロセスを用いた架橋構造Siナノワイヤの加工
鈴木淳也，平井義和，菅野公二，土屋智由，田畑修
日本機械学会2013年度年次大会, 日本機械学会, 岡山大学, 岡山, 2013年9月8-11日, J211017.
85) ビオチン修飾1本鎖DNAを用いた単層カーボンナノチューブのギャップ電極への孤立アセンブル
外薗洸佑，鈴木淳也，平井義和，菅野公二，土屋智由，田畑修
日本機械学会2013年度年次大会, 日本機械学会, 岡山大学, 岡山, 2013年9月8-11日, J211024.
86) 単結晶シリコン振動子の疲労寿命に対する側壁粗さの影響
池原毅，土屋智由
日本機械学会2013年度年次大会, 日本機械学会, 岡山大学, 岡山, 2013年9月8-11日，J211011
87) 3軸加速度センサのマトリックス感度校正における取付角度誤差の影響評価
中野篤, 平井義和, 菅野公二, 土屋智由, 田畑修
Dynamics and Design Conference 2013(D&D2013), 日本機械学会, 福岡産業大学, 福岡, 2013年8月26-30日, 講演番号549.
88) 時間分解顕微ラマン分光のためのプルイン型MEMS光チョッパの動作特性
谷山彰，小北雄亮，平井義和，田畑修，土屋智由
日本実験力学会2013年度年次講演会，由利本荘市文化交流館，由利本荘，2013年8月20-23日，pp. 129-131.
89) 節付きBoschプロセスによるシリコン3層構造の作製
北村彰男, 平井義和, 菅野公二, 土屋智由, 田畑修
平成25年電気学会全国大会，名古屋大学，名古屋，2013年3月20-22日, pp. 191-192 (第3分冊)
90) グレースケールDMD露光用3次元微細加工プロセスシミュレータ
加藤義基, 平井義和, Floris van Kempen, Fred van Keulen, 菅野公二, 土屋智由, 田畑修
平成25年電気学会全国大会，名古屋大学，名古屋，2013年3月20-22日, pp. 193-194 (第3分冊)
91) シリコンセンサとマイクロ・ナノ材料 -MEMSデバイスの高信頼・高機能化に向けて-
土屋智由
東京工業大学 精密工学研究所公開 技術講演会，2012年10月26日，東京工業大学，横浜
92) 単層カーボンナノチューブの MEMS 引張試験における顕微ラマン分光を用いたひずみ測定
鈴木 淳也，片岡 達哉，平井 義和，菅野 公二，土屋智由，田畑 修
第4回「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」, 2012年10月22-24日, 北九州国際会議場，小倉, OS7-3-5.
93) 多結晶シリコン薄膜の面外曲げ振動を用いた疲労寿命評価
種村 友貴，山下 秀一，和戸 弘幸，竹内 幸裕，土屋 智由，田畑 修
第4回「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」, 2012年10月22-24日, 北九州国際会議場，小倉, P-G2-1.
94) 粗視化分子動力学シミュレーションによる架橋度制御ネガレジストの分子透過係数解析
柳生 裕聖, 平井 義和, 牧野 圭秀, 菅野 公二, 土屋 智由, 田畑 修
第29回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム, 2012年10月22-24日, 北九州国際会議場，小倉, 3E2-3
95) 加工条件の異なる(110)<111>単結晶シリコン薄膜の引張試験
上杉 晃生，平井 義和，菅野 公二，土屋 智由，田畑 修
日本機械学会M&M2012材料力学カンファレンス，2012年9月21日-24日，愛媛大学，松山，OS1909.
96) 3軸加速度センサのマトリックス感度校正における振動台回転運動の影響評価
中野 篤，平井 義和，菅野 公二，土屋 智由，田畑 修，梅田 章
日本機械学会Dynamics and Design Conference 2012，2012年9月18日-21日，慶応大学，横浜，702.
97) 静電容量型3軸MEMS加速度センサの動的横感度の解析
土屋 智由，中野 篤，梅田 章，田畑 修
日本機械学会Dynamics and Design Conference 2012，2012年9月18日-21日，慶応大学，横浜，701.
98) MEMSを応用したマイクロ・ナノ材料の機械的信頼性評価
土屋智由
日本機械学会 2012 年度年次大会，2012年9月9日-12日，金沢大学，金沢，F221002
99) 自己変位検出型静電櫛歯等価回路モデルを用いたMEMS振動ジャイロ解析
徳崎裕幸，平井義和，菅野公二，田畑　修，土屋智由
応用物理学会　第59回 応用物理学関係連合講演会，2012年3月16日，早稲田大学，東京
100) 微細加工技術を応用したチップスケール原子磁気センサ用気密封止技術
平井義和, 辻本和也, 菅野公二, 土屋智由, 田畑修
電気学会電子回路研究会（圧電デバイス・材料），2011年11月21日, 村田製作所，京都, pp. 7-11
101) 誘電泳動によりアセンブルしたSWCNTの無電解Auめっきによる機械的・電気的クランピング
片岡達也, 平井義和, 菅野公二, 土屋智由, 田畑修
第28回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム, 2011年9月26~27日, タワーホール船堀，東京, pp. 107-110
102) MEMS厚膜ネガレジストの粗視化分子動力学モデル
平井義和, 柳生裕聖, 上杉晃生, 牧野圭秀, 菅野公二, 土屋智由, 田畑修
第28回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム, , 2011年9月26~27日, タワーホール船堀，東京, pp. 334-339
103) ナノトレンチテンプレートを用いたナノギャップ制御可能なナノ粒子セルフアセンブリ
菅野公二, 平岡亮二, Martin Klaumünzer, Michael Voigt, Wolfgang Peukert, 土屋智由, 田畑 修
第28回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム,  2011年9月26~27日，タワーホール船堀，東京, pp. 149-153.
104) Analysis of Acceleration Sensitivity in Frequency-Decoupled MEMS Tuning Fork Gyroscope
Thakur Praveen Singh, Koji Sugano, Toshiyuki Tsuchiya, Osamu Tabata
第28回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム, 2011年9月26~27日，タワーホール船堀，東京, pp. 623-626.
105) エポキシ系ネガレジスト機械的特性の架橋度依存性
上杉晃生, 牧野圭秀, 柳生裕聖, 平井義和, 菅野公二, 土屋智由, 田畑修
日本機械学会2011年度年次大会, 2011年9月11-14日，東京工業大学，東京, J161021
106) ナノギャップ電極の作製に向けた金ナノロッドの基板上成長
西野聡, 菅野公二, 武仲能子, 田畑修, 土屋智由, 平井義和
日本化学会第63回コロイドおよび界面化学討論会, 2011年9月7-9日，京都大学，京都, p. 289.
107) 多軸慣性センサの標準に関する研究（第二報：感度マトリックスの比較測定）
梅田章，土屋智由，深津恵輔
日本機械学会 Dynamics and Design Conference 2011, 2011年9月7日，高知工科大学
108) ガラスフリットリフローによる犠牲マイクロ流路気密封止技術の確立と小型原子磁気センサ実装への応用
辻本和也, 平井義和, 菅野公二, 土屋智由, 田畑修
関西ワークショップ2011, エレクトロニクス実装学会, 2011年7月8日，コープイン京都，京都, No.11
109) 電気等価回路を用いた静電櫛歯型MEMS振動子の非線形応答解析
北村彰男, 平井義和, 菅野公二, 土屋智由, 田畑修
平成23年度電気学会マイクロマシン・センサシステム部門総合研究会(マイクロマシン・センサシステム研究会), 2011年6月30日‐7月1日，東京工業大学，横浜， pp. 31-36.
110) 高速脈動混合マイクロ流体デバイスを用いた金ナノ粒子の合成
菅野公二, 吉宗秀晃, 中田哲博, 平井義和, 土屋智由, 田畑修
平成23年度電気学会マイクロマシン・センサシステム部門総合研究会(マイクロマシン・センサシステム研究会), , 2011年6月30日‐7月1日，東京工業大学，横浜，pp. 73-78.
111) ナノトレンチを用いた高精度・高収率金ナノ粒子セルフアセンブル
菅野公二, 平岡亮二, 平井義和, 土屋智由, 田畑修
平成23年度電気学会マイクロマシン・センサシステム部門総合研究会(マイクロマシン・センサシステム研究会)，2011年6月30日‐7月1日，東京工業大学，横浜，pp. 83-86.
112) 微小構造体の共振疲労試験手法の開発
松本健太，澄川貴志，土屋智由，北村隆行
日本材料学会　第６０期学術講演会，2011年5月26日，大阪大学
113) 高速脈動混合マイクロ流体デバイスを用いた均一粒子径金ナノ粒子の合成
吉宗秀晃, 中田哲博, 平井義和, 菅野公二, 土屋智由, 田畑修
平成23年電気学会全国大会, 電気学会, 2011年3月16-18日,大阪, pp.186-187.
114) チップスケール原子磁気センサのためのガラスフリットリフローによる犠牲マイクロ流路気密封止技術
辻本和也, 平井義和, 菅野公二, 土屋智由, 田畑修
第27回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム, 2010年10月14-15日, 松江, pp. 656-661.
115) 自己変位検出型静電櫛歯等価回路を用いた振動型ジャイロの動作解析
徳崎裕幸, 平井義和, 菅野公二, 土屋智由, 田畑修
第2回「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」, 日本機械学会, 2010年10月14-15日, 松江, pp. 141-142.
116) (110)単結晶Si マイクロ試験片における破壊の結晶異方性のワイブル統計解析
脇田拓, 平井義和, 菅野公二, 田畑修, 土屋智由, 池原毅
第2回「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」, 日本機械学会, 2010年10月14-15日, 松江, pp. 149-150.
117) 顕微ラマン分光を用いた単結晶シリコン振動子の局所応力解析
谷山彰，平井義和，菅野公二，田畑修，池原毅，土屋智由
日本機械学会2010年度年次大会 Vol. 8, pp. 255-256、2010年9月5-9日、名古屋工業大学
118) （110）単結晶Siの引張試験における破壊の結晶異方性評価
脇田拓，平井義和，菅野公二，田畑修，土屋智由，池原毅
日本機械学会2010年度年次大会 Vol. 8, pp. 243-244、2010年9月5-9日、名古屋工業大学
119) 高信頼，高機能MEMSの実現に向けたデバイス設計，解析，評価
土屋智由
第20回マイクロナノ先端技術交流会，2010年3月11日，マイクロマシンセンター
120) 単結晶シリコン扇型振動子の疲労試験
土屋智由，池原毅
日本機械学会計算力学部門「マルチスケールモデリングによる材料科学研究会」第二回研究会，2010年3月9日，東京大学
121) MEMSデバイスの高信頼化のための薄膜評価技術
土屋智由
日本実験力学会ナノ計測分科会第1回研究会，2010年1月18日，兵庫県立大学
122) ナノ粒子を所望のパターンに配列する
菅野公二，平岡亮二，土屋智由，田畑修
APPIE 産学官連携フェア2009，2009年10月23日，大阪
123) マイクロリアクタによる金ナノ粒子合成技術を紹介します
菅野公二，土屋智由，田畑修
APPIE 産学官連携フェア2009，2009年10月23日，大阪．
124) 十字型混合流路による2液脈動混合の高速化
中田哲博,菅野公二,土屋智由,田畑 修
第26回センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム，2009年10月15-16日, 東京pp. 483-486.
125) 厚膜ネガレジストの埋め込み型流路作製のためのフォトリソグラフィ条件の決定手法
平井義和,菅野公二,土屋智由,田畑 修
第26回センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム，2009年10月15-16日，東京, pp. 533-538
126) 自己変位検出機能を有する面内2自由度静電櫛歯電極の等価回路
徳崎裕幸,菅野公二,土屋智由,田畑 修
第26回センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム，2009年10月15-16日，東京, pp. 518-523.
127) 単軸引張試験による単結晶シリコンの機械的特性の結晶異方性評価
脇田拓，菅野公二，土屋智由，田畑修，池原　毅
第1回マイクロ・ナノ工学シンポジウム，2009年10月15-16日，東京, pp. 39-40.
128) MEMS素子のモデリング技術
土屋智由
電子情報通信学会　2009年ソサイエティ大会　エレクトロニクス講演論文集2, pp. SS2-SS5, 2009年9月15~18日，新潟大学
129) 直流動作点解析に対応した静電櫛歯トランスデューサの等価回路の構築
徳崎裕幸，菅野公二，土屋智由，田畑修
日本機械学会2009年度年次大会 Vol.8 pp.69-70、2009年9月13-16日、岩手大学
130) MEMS共振デバイスの低サイクル破壊試験
池原毅，土屋智由
日本機械学会2009年度年次大会 Vol.8 pp.57-58、2009年9月13-16日、岩手大学
131) 混合速度・温度制御可能な金ナノ粒子生成用マイクロリアクタ
菅野公二，内田雄喜，平井義和，土屋智由，田畑修
平成21年度電気学会センサ・マイクロマシン部門総合研究会，MSS-09-2，pp. 7-12，2009年7月23-24日，東京工科大学.
132) 静電容量型MEMSデバイスを用いたカーボンナノ材料引張試験
浦 靖武，菅野公二，土屋智由，田畑 修
電気学会全国大会，Vol.3 pp. 182-183，2009年3月17-19日，北海道大学
133) 2軸変位櫛形電極の電気等価回路モデルを用いた静電容量型MEMSの特性解析
土屋智由, 細木真保, 藤原信代，望月俊輔，橋口原
応用物理学会集積化ＭＥＭＳ技術研究会：第２回研究会, 平成20年11月21日, 東京大学
134) Effective fabrication method for monolithic 3-dimensional embedded microstructure using the moving-mask UV lithography technique
Yoshikazu Hirai, Yoshiteru Inamoto, Koji Sugano, Toshiyuki Tsuchiya, Osamu Tabata
25th Sensor Symposium, Ginowan, Okinawa, Japan, Oct. 22-24, 2008, pp. 15-20
135) Development and experimental validation of automatic conversion procedure from mechanical to electrical connection for MEMS equivalent circuit generation system
N. Fujiwara, K. Asaumi, Y. Irie, T. Koike, T. Tsuchiya, G. Hashiguchi
25th Sensor Symposium, Ginowan, Okinawa, Japan, Oct. 22-24, 2008, pp. 225-228
136) Semi-analytical formula for the capacitance of vertical comb electrodes and its applications
Shunsuke Mochizuki, Toshiyuki Tsuchiya, Gen Hashiguchi, Tomoyuki Koike, Chieki Mizuta
25th Sensor Symposium, Ginowan, Okinawa, Japan, Oct. 22-24, 2008, pp. 460-463
137) 単結晶シリコン引張試験における表面酸化の影響評価
土屋智由，宮本憲治，菅野公二，田畑修
日本機械学会2008年度年次大会 Vol.8 pp.157-158、2008年8月3-7日、横浜国立大学
138) バルブレス圧電マイクロポンプと粘弾性マイクロ流路の電気等価回路
中田哲博，田中伸治，菅野公二，土屋智由，田畑修
日本機械学会2008年度年次大会 Vol.8 pp.23-24、2008年8月3-7日、横浜国立大学
139) 単結晶シリコンの曲げ試験における結晶異方性の効果
池原毅，土屋智由
日本機械学会2008年度年次大会Vol.8 pp.163-164、2008年8月3-7日、横浜国立大学
140) セルフアセンブルによるマイクロ/ナノコンポーネントのMEMSへの集積化
佐藤亮,種村友貴,菅野公二，土屋智由，田畑修
エレクトロニクス実装学会関西ワークショップ2008，7月11日，2008
141) 単結晶シリコンMEMSデバイスの破壊と疲労
土屋智由
応用物理学会結晶工学分科会第129回研究会，2008年7月2日，京都，pp.23-30
142) ポジ型厚膜レジストの溶解速度の露光波長依存性と３次元加工への応用
平井義和, 菅野公二, 土屋智由, 田畑修,
平成20年度電気学会マイクロマシン・センサシステム部門総合研究会,マイクロマシン・センサシステム研究会,仙台，pp..1-6，June, 2008
143) 電気等価回路モデルによる高周波駆動バルブレス圧電マイクロポンプの特性解析
菅野公二，田中伸治，土屋智由，田畑修
平成20年度電気学会マイクロマシン・センサシステム部門総合研究会,マイクロマシン・センサシステム研究会,仙台，MSS-08-12，June, 2008
144) レジスト現像特性の露光波長依存性を応用した厚膜レジストの３次元微細加工技術
平井義和，菅野公二，土屋智由，田畑修
電気学会全国大会，Vol.3 pp. 138-139，2008年3月19-21日，福岡工業大学
145) 櫛歯型垂直変位電極を用いた基板面内軸回転検出振動型SOI ジャイロスコープ
濱口裕之，菅野　公二，土屋　智由，田畑　修
電気学会全国大会，Vol. 3 pp. 195-196，2008年3月19-21日，福岡工業大学
146) 任意基板への微小要素の集積化のためのマニピュレーションシステム
樋口雄一，日下部達哉，種村友貴，佐藤　亮，菅野公二，土屋智由，田畑　修
機械学会　情報・知能・精密機器部門(IIP部門)講演会，2008年3月18日
147) 微小コンポーネントの接触帯電によるセルフフェースアライメントプロセスのモデリング
佐藤　亮，種村友貴，樋口雄一，菅野公二，土屋智由，田畑　修
機械学会　情報・知能・精密機器部門(IIP部門)講演会，2008年3月18日
148) 高温薄膜引張試験装置の開発
土屋智由、池田哲郎、菅野公二、田畑修
日本機械学会2007年度年次大会 Vol. 1 pp.729-730, 2007年9月9-12日、関西大学
149) 移動マスクUV露光法によるポジ型厚幕レジストの3次元加工と形状シミュレーション技術
平井義和、稲本好輝、菅野公二、土屋智由、田畑修
日本機械学会2007年度年次大会pp.303-304、2007年9月9-12日、関西大学
150) 低侵襲触覚センサーの構造設計
田村智久、ファス　エルバブアハメッド、菅野公二、土屋智由、田畑修
日本機械学会2007年度年次大会pp.307-308、2007年9月9-12日、関西大学
151) 接触帯電による静電付着エネルギーを利用したセルフアセンブル
種村友貴、日下部達哉、樋口雄一、菅野公二、土屋智由、田畑修
日本機械学会2007年度年次大会pp.313-314、2007年9月9-12日、関西大学
152) DNAの選択性およい温度特性を利用したAuナノ微粒子のセルフアセンブル
日下部達哉，種村　友貴，樋口　雄一，菅野公二，土屋智由，田畑　修
粉体工学会第43回夏期シンポジウム，pp.19-20，2007年8月6日，京都
153) ナノテンプレートを用いたセルフアセンブルによる粒子パターン形成
	尾崎　貴志，菅野公二，土屋智由，田畑　修
粉体工学会第43回夏期シンポジウム，pp.52-53，2007年8月6日，京都
154) マイクロ流体デバイスを用いた混合速度制御による金ナノ粒子作製
	菅野 公二，田中 伸治，市橋 治，土屋 智由，田畑 修
化学とマイクロシステム, pp.XX-XX，2007年6月XX日-XX日，仙台
155) Fast Marching Methodを適用した移動マスクUV露光用加工形状シミュレーション技術
	平井義和，稲本好輝，菅野公二，土屋智由，田畑　修
電気学会総合研究会，pp.19-24，2007年7月1日-2日，筑波	
156) 電気等価回路を用いたバルブレス圧電マイクロポンプの流れ特性解析とその実験的評価
田中伸治，市橋　治，菅野公二，土屋智由，田畑　修
電気学会総合研究会，pp.79-84，2007年7月1日-2日，筑波
157) EB描画によるナノパターンを用いたナノ粒子アセンブル
菅野公二，尾崎貴志，土屋智由，田畑　修
文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェクト「分子・物質総合合成・解析支援グループ」成果発表会平成，pp.82-83，2007年年3月22日-23日，岡崎
158) DNA修飾した微小コンポーネントのシーケンシャルセルフアセンブリ
日下部達哉，菅野公二，土屋智由，田畑　修
文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェクト「分子・物質総合合成・解析支援グループ」成果発表会平成，pp.24-25，2007年3月22日-23日，岡崎
159) 静電容量型MEMS デバイスを用いたカーボンナノ材料引張試験
城森知也，宮本憲治，菅野公二，土屋智由，田畑修
日本機械学会情報・知能・精密機器部門講演会，2007年3月19～20日，東京
160) 移動マスクUV露光法による埋め込み型流路の作製
稲本　好輝，平井　義和，菅野　公二，土屋　智由，田畑　修
電気学会全国大会, Vol.3, pp. 181-182，2007年3月15-17日，富山大学
161) 単層カーボンナノチューブ引張試験のための静電容量型MEMS デバイスの構造設計
城森知也，宮本憲治，菅野公二，土屋智由，田畑修
第50回日本学術会議材料工学連合講演会，2006年12月13～14日，京都
162) 高温薄膜引張試験機の試作および単結晶シリコン薄膜の物性評価
池田哲郎，菅野公二，土屋智由，田畑 修
第50回日本学術会議材料工学連合講演会，2006年12月13～14日，京都
163) 移動マスクUV露光法による厚膜レジストの三次元微細加工技術
平井　義和，稲本　好輝，菅野　公二，土屋　智由，田畑　修
第23回センサシンポジウム（速報），2006年10月5～6日，高松
164) 電磁式天秤を用いたマイクロ構造のバネ定数測定
宮本憲治，城森知也，菅野公二，土屋智由，田畑修
日本機械学会2006年年次大会，2006年9月18～22日，熊本
165) 単結晶シリコン薄膜の引張疲労試験　－雰囲気湿度の影響評価－
土屋智由
ニューセラミックス懇話会第172回研究会2006年6月16日
166) 電気等価回路モデルによるバルブレス圧電マイクロポンプの設計・解析
菅野公二，山田英雄，市橋　治，土屋智由，田畑　修
電気学会E部門総合研究会，MSS-06-14，pp.61-66, 2006年5月15-16日，東京大学
167) 薄膜材料の高温引張試験に関する基礎検討
池田哲郎，菅野公二，土屋智由，田畑　修
電気学会E部門総合研究会，MSS-06-18，pp.83-87, 2006年5月15-16日，東京大学
168) マイクロ・ナノ材料の機械的物性評価方法の標準化
土屋智由
日本塑性加工学会ナノマイクロ加工金分科会第1回セミナー　2006年3月28日
169) [bookmark: OLE_LINK2]単結晶シリコン薄膜の環境制御引張疲労試験
山地祐輔＊，菅野公二，土屋智由，田畑修
電気学会全国大会，Vol.3 pp. 198-199，2006年3月15-17日，横浜国立大学
170) 粒子アセンブルにおける液中微粒子の付着力評価
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